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Mikroszkdpi vizsgalatok

A méréshez sziikséges eszkozok
- Fémmikroszkép

- Etalon tavolsdgminta

- AlMg,Si anyagminta

- Karéra fém szija

A mérés menetének leirasa

A mérés soran harom feladatot teljesitettiink az alabbi sorrendben.

(1) Kalibraltuk a mikroszképot, tehat megszamoltuk, hogy a targyasztalra helyezett etalon tdvolsagminta az
okuldr skaldja szerint hany 1épéskdz nagysagi adott nagyitds mellett. Igy viszonyitdsi alapot kaptunk a
tovabbi tavolsagmérésekhez.

(2) AIMg,Si anyagmintaban 6t kristaly méretét mértiik ki.

(3) Szabadon vélasztott targyat vizsgaltunk a mikroszkép alatt.

Budapest, 2009. oktéber 21.




Elméleti 6sszefoglalo

(1) A mikroszkopok fejlodésének rovid torténeti hattere

Az emberek mindig is szerették volna az oket koriilvevd targyakat jobban megismerni,
azokbdl tobbet latni, mint amennyire szabad szemmel képesek. El6szor Senecardl jegyezték
fel, hogy a kis betliket egy vizzel toltott tiveggdmbon keresztiil nézte. Nero csdszar
tivegdarabon 4t nézett tavoli dolgokat a torténeti forrasok szerint. Az iivegcsiszolas technikdja
azonban csak az 1500-as évekre fejlodott olyan magas szintre, hogy a mai értelemben vett
nagyitot lehessen eldallitani. A mikroszkdp szot elészor Faber hasznélta. A sz6 eredete gorog,
a micron = kicsi és scopein = nézni szavak Osszetételébol szarmazik.

(2) Mikroszkopok hasznalata az anyagtudomanyban

Az anyagtudomdnyban jellemzden otvozeteket: két—, vagy tobb atom 4ltal alkotott Gsszetett
szerkezeteket vizsgédlunk. Az otvozetek Osszetevoi 0tvozok, ha jelenlétiik kivanatos az
anyagban és szennyezok, ha nem.

A mikroszkoépi vizsgélatra az anyagokat ugy készitjiik eld, hogy el6szér megcesiszoljuk Oket,
majd anyagspecifikus mardszerrel lemaratjuk a minta legfelso rétegét. Bizonyos anyagoknal
ezutdn mar szabad szemmel is lathatéak egyébként az egyes szemcsék.

(3) A fémmikroszkop elvi felépitése

A fémmikroszkdp esetében a fénymikroszkdppal ellentétben nem a mintén atesd, hanem az
arrdl visszaverddo fénysugarakat érzékeljiik.

A fényforrasbol kiindul6 fénysugarak két, igynevezett kondenzatorlencsén haladnak at,
melyek a fénysugarakat parhuzamossé teszik. A két kondenzétorlencse kozott van a
fényerdsséget, azok utdn pedig a megvilagitott teriilet nagysagét szabalyozo blende. Ezutdn az
iranyitott fénysugar egy, a hatlapjan félig eziistozott, planparalell tiveglemezen derékszogben
az objektiven keresztiil a tdrgyra vetiil, majd onnan vissza a planparalell iivegen keresztiil az
okularba.

A mért adatok
(1) A mikroszkop kalibralasa
Az etalon tavolsdgminta két bemarasa kozott 305um tavolsag volt. Ezt az okular skdldjan 23

1épéskoz foglalta be, tehat egy 1épéskoz % =13,26um -nek felelt meg az objektiv €s az

okuldr tizszeres nagyitasa mellett.

(2) AIMg,Si 6tvozetben ot kristaly atmérojének meghatarozasa

Kristalyatméro [1épéskoz] Kristalyatmérd [ um]
1. |17 225,42
2. |12 159,12
3 |4 53,04
4. |13 172,38
5. 123 305

(3) Sajat targyak vizsgalata és jellemzése

Rozsdamentes acél kardraszijat vizsgaltunk, mely egyforma szemekbdl és csatbdl all. Szabad
szemmel csak annyit dllapithatunk meg, hogy a szemek fényesebb feliiletiiek, mint a csat,
ezeken makroszképikus karcoldsok vannak, valamint ahol arra lehetdség volt, ott megtapadt
szennyezOdés.



Mikroszkop ald helyezve a kovetkez0 latszik: a szemeken rendkiviil vékony, parhuzamos
karcoldsok vannak, a csaton ezek a karcolasok durvabbak. Ezek valészintileg finom
csiszoldstol vannak. A makroszkopikus karcolasok természetesen egyenetlen szélii nem
egyenes bemélyedések az anyagban, melyekben le tudott rakddni szenyezddés. A csaton az
anyagba mart mdrkajelzés van, ezt kiilon vizsgaltuk. A gravirozasi eljaras nagyfoku
melyben egyenetlenséget, illeszkedési eltérést, €s egydltalan semmilyen hibat 1atni nem
lehetett.

Konklazio

A mérés soran képet kaptunk arrdl, hogy hogyan is néz ki egy 6tvozet szemcseszerkezete,
milyen méretnagysdgrendbe esnek a kristdlyok, valamint tapasztaltuk, hogy mindennapi
haszndlati targyaink szabad szemmel nem lathaté részletei miképpen arulkodnak a
gyartastechnoldgidrdl €s a hasznalat koriilményeirdl.

Budapest, 2009. november 1.



